<TD BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Off enlegungsschrift 
® DE 198 25 716 A1 



® Aktenzeichen: 
(2) Anmeidetag: 
(§) Offenlegungstag: 



198 25 716.3 
9. 6.98 
16. 12. 99 




® Int. CI. 6 : 

G 02 B 7/00 

G 03 F 7/20 
G 03 F 9/00 



@ Anmelder: 

Fa. Carl Zeiss, 89518 Heidenheim, DE 



@ Erfinder: 

Holderer, Hubert, 89551 Konigsbronn, DE; Rumrri: 
Peter, 73447 Oberkochen, DE; Trunz, Michael, 734 
Ellwangen, DE 
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(3) Baugruppe aus optischem Element und Fassung 
(57) Baugruppe aus optischem Element (1) und Fassung (5), 

bei der das optische Element uber eine Mehrzahl von La- 

schen (2) mit einem steifen Zwischenring (3) gekoppelt 

ist, der wiederum uber Stellglieder (4) oder passive Ent- 

koppler (35) mit einer Fassung (5) zum AnschluS an ein 

Gehause (7) und/oder an weitere Fassungen verbunden 

ist. Hochste mechanische Entlastung des optischen Ele- 
ments, DVU-resistente Ausfuhrungen. 

Anwendung in Projektionsbelichtungsanlagen. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Baugruppe aus optischem Ele- 
ment und Fassung, die Verwenriung einer solchen Rau- 
sruppe, ein Objektiv damit und eine Projektionsbelichtungs- 5 
anlage der Mikrolithographie danrit. Opiische Bauelemente, 
z. BTLinsen. Prismen, Spiegel, Gitier. vielfach aus Glas. 
KristaU oder Keramik bestehend. werden regelmaBig miuels 
Fassur.gen, in der Regel aus Meiall, zu optischen Baugrup- 
pen, zum Beispiel Objektiven, zusanimengebaut. 10 

Dabei sind die optischen Elemente unter Einhaltung en- 
ger Toleranzen relativ zueinander zu posiiionieren und die 
ganze Baugruppe soli eine gewisse Rcbustheit gegenuber 
Umweiteinhiissen aufweisen. Besondere Antorderungen 
werden dabei sowohl bei astronomischen Teleskopen, wie 15 
bei saiellitengestiitzten Systemen (Beispiel ROSAT-Ront- 
gemeleskop)~und bei Projektionsbelichtungssystemen der 
Mikrolithographie gcstcllt. 

EP 0 053 463 lehri die Aufnangung von Prazisionsspie- 
geln an Blattfederelementen. die angeklebl werden. 20 

Eine hochentwickelte Fassungstechnik fur Linsen von 
Mikrolithographie-Projcktionsobjektiven ist auch in US 
5,42S,4$2 beschrieben. 

Entweder wird die Linse direkt mit drei radialen Biege- 
balken verklebt, oder ein Zwischenring ist iiber drei am Um- ^ 
fang gleichverteilte Festkorpergelenke mit einem auGeren 
Fassungsring verbunden. Vollflachige Verklebung von Linse 
und Zwischenring ist vorgesehen. Durch Stapeln der Fas- 
sungsringe wird dann die opiische Baugruppe, insbesondere 
ein Objektiv. aufgebaut. 30 

Anordnungen mit Aktuatoren zur Verlagerung oder De- 
formation optischer Elemente relativ zum Fassungs-Basis- 
teil sind in vielfaltiger Ausfuhrung bekannt. Ein Beispiel 
gibt EPO 145 902 A, wo ein Spiegel iiber drei tangenuaie 
Speichen an einer Fassung aufgehangt ist, die durch Peltier- 35 
elemente in ihrer Lange verandert werden konnen. 

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Bau- 
gruppe aus optischem Element und Fassung, bei der die Ge- 
nauigkeit der Positionierung des opiischen Elements und 
seine Entkopplung von auf die Fassung wirkenden Umwelt- 40 
eiriflussen gesteigert sind. Die Fugestclle zwischen opti- 
schem Element und Fassung, also in der Regel eine Glas- 
Metall- oder Kristall-Metall-Verbindung. soU gleichzeitig 
von Antorderungen an die geomeixische Prazision entlastet 
werden, um sie fur andere Fugeverfahren als Kleben haupt- 45 
sachlich wegen der DUV-Bestandigkeit zugiinglich zu ma- 
chen. 

Die erfinderische Losung soli als Konstruktionsprinzip 
eine groRe Bandbreite von Anwendungsfallen abdecken. 
Die Integration in ein Objektiv und die Verwendung in einer 50 
Mikrolithographie-Projektionsbelichlungsnnlnge ist vorge- 
sehen, mil bosonderer Eignung zur sehr feinfuhligen Rege- 
lung von dessen Abbildungsleistung. 

Gelost wird diese Aufgabe durch eine Baugruppe aus op- 
tischem Element und Fassung nach Anspruch 1, bei der das 55 
optische Element iiber eine Mehrzahl von Laschen mil ei- 
nem steifen Zwischenring gekoppelt isL der wiederum uber 
aktive Stellglieder oder passive Entkoppler mit einer Fas- 
sung zum AnschluB an ein Gehause unctfoder an weitere 
Fassungen verbunden isL 60 

Vorteiihafte Ausfuhrungsfonncn sind Gcgenstand der 
Unteranspruche 2 bis 26. GemaB Anspruch 2 sind die La- 
schen als Federgelenke bzw. Blatt/edern angeiegt. Damit 
wird im wesendichen die unterschiedliche Warmeausdch- 
nung vom optischem Element (z. B. Glas) und Fassung 65 
(Metall) aufgenommen. Insgcsamt werden Spannungen mi- 
nimiert. 

Die Vcrbindung des optischen Elements mil den Laschen 



is: Gegenstand der Anspruche 3 bis 7. Kier geht es darum, 
Siabilhiil gegen die Sir ah lung mit der das optische Element 
beaufschlagt wird zu sichem - was bei Klebungen im UV- 
sereich ein Prohlem ist - und gleichzeitig keine Spannun- 
sen im optischen Element ajfzubauen. wie das bei forrn- 
schliissisen Verbindungen (Kleminung) unvermeidbar ist. 
Metallische SchweiB- oder Lot verbindungen werden daher 
bevorzugt. 

GemaB den Anspriichen S bis 12 gilt ahnliches flir die 
Vcrbindung der Laschen mit dem Zwischenring, wobei hier 
auch die homogene einstiickige Ausfuhrung nach Anspruch 
S moglich und in vielen Fallen sinnvoll ist. Wo jedoch Lage- 
icieranzen der Laschen an der Verbindung zum optischen 
Element auszugleichen sind. ist die Fugung an den Zwi- 
scheming z. 3. durch LaserschweiBen nach Anspruch 12 
vorteilhaft. 

GemaB Anspruch 13 sind Piezoclemenre, aber auch Pel- 
licrclcmcntc (nach EP 0 145 902 A) gccigncic- Antricbsmit- 
te! tur die aktiven Stellglieder. die zudeni geeignete Getriebe 
CFestkcrperhebel und -gelenke) unifassen konnen. 

GemaB Anspruch 14 sind fur die passiven Entkoppler in 
ersier Linie Festkorpergelenke und -geiriebe geeigneu etwa 
entsprechend US 5,428.482. 

Eine bedeutende Klasse von opiischen Elememen sind 
cii nach Anspruch 15 vorgesehenen mil rotationssyiinnelri- 
schem Rand mil einer Symmetrieachse. Dies umfaBt insbe- 
sondere die klassischen Linsen mit z> lindrischem Rand, 
durchaus auch mit nicht sphirischen und nicht zentrierten 
eouschen Flachen. 
' DafCr geben die Anspruche 16 bis IS vorteiihafte Aus- 
fuhrunsen des Zwischenrings und der Laschen an. 

Anspruch 19 gibt eine weiiere Klasse von optischen Ele- 
menten an- die in Anspruch 15 beschriebene ist darin ent- 
halten mit denen besonders vorteiihafte Ausfuhrungen 
u. a. nach den Anspriichen 20 und 21 hinsichtlich der La- 
schenanordnung mdglich sine. Die Laschen sinddanach wie 
Speichen zwischen dem optischen Element "Nabe" und dem 
Zwischenrins "Felge" angeordnet. 

Nach Anspruch 22 sind die Laschen ahnlich wie die Bal- 
ken der US 5,428,482 tangential angeordnet. 

Anspruch 23 beschrcibt einen wesendichen Vorteil er- 
nndungsgemiiBen Anordnung, die mit ihren vielen freien 
Kor.sLruktionsparametern gut die EinsteUung einer medrig- 
sten Ei^enfrequenz mechanischer Schwingungen groSer als 
2fX) bis'4C0 Hz ermoglicht. Dajnit werden die im wesenth- 
chen bei niedrigeren Frequenzen vorliegenden storenden 
Schwingungsanregungen wirksam unierdruckt. 

Anspruche 24 und 25 dekumentieren die mit der Ernn- 
d-n^ erreichbare hohe Giite der spannungsfreien Lagerung. 
Es werden astigmatische bzw 3 wellige Rest-Li nsendetor- 
nimionen unter 30 nm. bis un:er 20 nm. errcicht. Die Detor- 
;::ationen der Auflaeeflache des AuBcnnr.gs werden zu uber 
95^. vorzugsweise uber 9S c c und in opiimalen Konstruk- 
linnen zu uber 99% von der linse entkcppelt. 

Passive Stellslieder, wie sie nach Anspruch 26 vorgese- 
hen sind, eignen sich besonders zur Jusiage nach den An- 

sr>rCchcn 30 oder 31. .. p 
* InihrembevorzugienEinsatzsinddieBiugruppen gemato 

den Anspriichen 27 bis 29 in Objektiven -jnd Projekuonsbe- 
::ch:un2sanlaoen der Mikroiimographie. w «bci besonders 
die Einbindung in Regelkreise nach Anspruch die i^or- 
rektjrcxircmfeinerStorup.ger. cnndglich:. 

Naher erlauten wird die Erfindung anhsnd der Zeichnun- 



^F«g. 1 zcis, cincn schcma-ischcn Schr.i:: durch cine crftn- 
dunzsgemiiGe Anordnung mi: hiingender Laschen und ak- 

" 2 zeigi einen schen:-i?chcn Schr.i" durch eine ernn- 
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dungsgemaBe Anordnung mil liegenden Laschen und Fest- 
kbrpergelenk zwischcn Zwischenring und Fassung; 

Fig. 3 zeigt eine Aufsicht auf eine Anordnung nach Art 
der Fig. 2: 

Fig. 4 zeigt eine Aufsicht auf eine erfindungsgemaBe An- 5 
ordnung mil tangentialen Laschen; 

Fig. 5 zeigt einen schcmaiischen Schnitt durch eine erfin- 
dungsgemaBe Anordnung inir Spiegel und Aktuator nut He- 
belgetriebe; 

Fig. 6 zeigt schematisch eine ProjektionsbeUchtungsan- 10 
lage; 

Fig. 7 schematisch eine bevorzugrc Federiasche. 

Die in Fig. 1 dargestellte Anordnung weisi eine Linse 1 
und eine Fassung 5 auf. ErfindungsgemaB ist ein steifer 
Zwischenring 3 - z. B. ein Edelstahlring von (groBenord- 15 
nungsmaBig) 1 cm 2 Querschnitt abhangig von Masse und 
Steifigkeit der Linse- vorgesehen. der uber Laschen 2 mi: 
dcr Linse 1 und iibcr Aktuatoren 4 mil der Fassung 5 vcr- 
bunden ist. Uber eine Zwischenlage 6, die der exakten Ho- 
henjustage dient. ist die Fassung an ein Gehause 7 ange- 20 
schlossen, das z. B. als Abstandsring zu einer weiteren der- 
art gefaBten Linse ausgebildet ist. 

Die Verbindung 12 der Linse 1 mil den Laschen 2 ist aus 
zwei Grunden problemadsch: 

Erstens ist die WerksiolTpaarung durch die untersehiedli- 25 
chen Eigenschafien des optischen Elements 1 aus Glas. aus 
Kristallen wie CaF 2 oder Quarz oder aus Glaskeramik (Ze~ 
rodur(R)-Spiegel) und der Metall-Laschen 2 aus Edelstahl. 
Federbronze oder dergleichcn beim SchweiBen, Lot en aber 
auch beim Schrauben oder Nieten problembehaftet. 30 

Zweitens ist diese Fiigestelle durch die Sirahlung, zu de- 
ren Transport das optische Element da ist, belastet - mi; 
Ausnahmen bei Spiegeln -. Bei Anwendungen im tiefen TJV- 
Spektralbereich (erwa 300 100 nm Welleniange) ruhrt dies 
zur weitgehenden Unbrauchbarkeit organischer Kleber, da 35 
diese durch die Sirahlung zerstbrt werden. 

Daneben ist diese Verbindung 12 mil sehr engen georne- 
trischen Toleranzen auszufuhren, urn den Zweck der Anord- 
nung zu erreichen. 

Weiter sind die optischen Elemente 1 ernpfindlich gegen 40 
thermische Belastungen, da bcispielsweise Antireflexbe- 
schichtungen Temperaturen deutlich uber l00°c nichl ver- 
tragen und andererseits Glaser und besonders Kxistalle wie 
Cafw ~ das wegen seiner DUV-Transparenz als Partner zu 
Quarzglas fur achromaiisiene Optiken benotigt wird - emp- 45 
findlich gegen zeitliche und raumliche Temperaturgradien- 
ren. 

Im Beispiel ist die Verbindung 12 durch eine Ultraschali- 
schweiBung. wie sie beispielsweise aus E. Roder et al.. 
Technologfe & Management 44 (1995). Sehe 31-39 bekann: 50 
ist. hergestelh. womit die o.g. Probleme heherrscht werden 
konnen. Eine andere mogliche Fugetechnik ist dasLoten mi: 
niedrigschmelzenden Loten wie in DE 197 55 356 darge- 
sielk. Positionsioleranzen dcr Laschen 2 konnen durch die 
Kopplung 25 der Laschen an den steifen Zwischenring auf- 55 
gefangen werden, wenn diese anschlieBend ausgefuhrt wird. 
Dafur hat sich das LaserschwciBen als geeignet gezeigt. wo- 
durch bei geringem Warmeeintrag sehr gleichmaSige 
SchweiSverbindungcn erzielt werden. 

Die Laschen 2 sind als Blattfederelemente aus Blech 60 
durch Sianzen oder Atzcn prazise gcfoniu. Sie sind typisch 
0.1 mm bis 0.5 mm dick, ca 3-20 mm breit und 10-30 mm 
lang, bei einem Abstand von einigen mm. Im Beispiel sind 
sie parallel zur optischen Achsc und Symmetrieachse der 
Linse 1 angcordnct. 65 

Eine AusfCihrung nach Fig. 7, ein Atz- oder Stanzteil mi: 
sieifem Bugel 71. zwei tangentialen Blattfederelememen 72. 
73 und Zone 74 zuin UltraschallvcrschweiBcn mil der Linse 



dazwischen ergibt momentenfreie radiale Ausdehnunss- 
moglic'nkeit der Linse. Mil 75 ist die Laser- SchweiBzone zur 
Verbindung mil dem Zwischenring bezeichnet. 

An wm Beispiel drei uber den Umfang gleichverreilten 
Stellen ist der steife Zwischenring 3 uber Aktuatoren 4 mit 
der Fassung 5 verbuncen. Die Aktuatoren 4 sind z. B. aus 
piezoelektrischen Elementen aufgebauu Durch diese Anord- 
nung werden zw ei Freiheitsgrade der Linse 3 gegenuber der 
Fassung 5 enikoppelt, nainlich die Kippungen um die x- und 
y-Achsen senkrecht zur Symmetrieachse 5. 

Passive Aktuatoren die nur bei der Justage des Objekuves 
benotigt werden. konnen auch durch SLellschrauben betatigt 
werden. 

Dies ermogiicht einerseits eine Justierung der Linsenkip- 
pung und entkoppelt andererseits Deformationen der Fas- 
sung 5. die beim Zusammenbau der Fassungen 5, Zwischen- 
lagen 6 und Gehause 7 zu kompietten optischen Systemen - 
z. B. Objcktivcn - aus dcrcn Fcrtigungstolcranzcn usw. cnt- 
stehen. 

Fig. 2 zeigt in entsprechender Darstellung eine Variants. 
Hier ist die Linse 1 durch eine Klebesteiie 122 mit den La- 
schen 22 verbunden. Bei Anwendung einer Kleberschutz- 
schicht nach DE 197 4S 211 ist die siahlungsbestandigkeit 
des Klebers gesichert. Die bekannte Methode des Richtkit- 
tens ermogiicht dabei eine sehr genaue Justage. 

Die Laschen 22 sind mit dem steifen Ring 32 vereinigt 
aus einem Stuck geferugU wobei z. B. zum Prazisionsdre- 
hen zusatzlich das Erodieren zum Einbringen der Trennun- 
gen zwischen den Laschen 22 eingesetzt wird. Durch Fest- 
korpergelenke 35 ist der steife Ring von der Fassung 52 ent- 
koppelt. so daB sich deren Verfonnungen im Einbauzustand 
nichl auf die Linse 1 auswirken konnen. 

Die :ypischen Abmessungen sind gleich wie bei Fig. 2. 

Fig. 3 zeigt eine Ansicht der in Fig. 2 im Querschnitt ge- 
zeigten Anordnung in Richtung der optischen Achse und 
Symmetrieachse S. Man sieht, daB die Laschen 22 radial an- 
geordnet sind und jeweils zu einer Ebene E symmetrisch 
ausgebildet sind. weiche die Symmetrieachse S enthalt (An- 
spruch 17). Auch hat das optische Element 1 (Linse) einen 
zur Symmetrieachse S roiaiionssymmetrischen Rand 1R, 
der Zwischenring 32 ist ein zur Symmemeachse S rotations- 
symmetrischer Ring (Anspmch 16), und die Laschen 22 
sind uber den Umfang gleichveneilt (Anspmch 18). Auf der 
X-Achse und der Y-Achse liegen jeweils Federgelenke 35, 
35\ deren Beweglichkek jeweils paarweise verschieden ori- 
entiert ist. Der Vassungskonstrukteur wahlt Anzahl. Lage 
und Beweglichkeit nach den gegebenen Beanspruchungen 
aus. AucrTdie Fassung 52 ist hier wie im allgemeinen bei 
Linscnrassungen zylindrisch. 

Fig. 4 zeigt in gleicher Aufsicht eine erfindungsgemaBe 
Anordnung mit tangential an die Linse 1 angreifenden La- 
schen 24. die hier auch senkrecht zur Zeichenebene stehen 
und damit im Sinne von Anspruch 20 seni<recht zur Haupt- 
ebene X. Y mit x- und y-Achse stehen - wie auch die han- 
genden Laschen der Fig. 1 Der Zwischenring 34 isi hier 
Ober drei unter jeweils 1200 angeordnetc Aktuatoren 4 der 
zu Fig. 1 bescririebenen BauarTmii dcr Fassung 5 verbun- 
den. 

Die err.ndungsgemaBc Anordnung eignct sich natiirhch 
nicht nur ftir rotationssvmmeirischc Linsen wie in oben ste- 
henden Beispielen. sondem fur jede Art optischer Elemente 
wie Prismen, SoieoeL Gitter. holographische Elemente usw 
jeder Form. Beachtlich ist. daB diese Fassungsiechmk tur 
beliebige Lagen des optischen Elements relativ zur Schwer- 
kraft gecignct ist. 

Als~ Beispiel zeigt Fig. 5 einen dezc.iirierten Zyhnder- 
spiegel 15. der mit paarweise schragstehenden Federlaschen 
25 an cen Zwischcnrins 35 anscbunden ist. Uber die Fest- 
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korpergelenke 452. 453 und den Hebel 451 isr der strife 
Zwischenring an die Fassung 55 gekoppelt. Der Aktuator 45 
fz. B. piezoelektrisch, oderdurch ein Peltierelement ges:eu- 
cnes Ausriehnungselement vg|. F.PO 145 902 A) wirxi so 
uber das Hebeigetriebe 451. 452. 453 mil Umersetzung auf 5 
den Zwischenring 35. 

Fig. 6 zeigt schlieBlich beispielhar: die Umerbringung ei- 
ncr erftndungsgemaB in einer Fassung 652 angeordneten 
I.insc 651 in einem Objektiv 65, das als Projektionsobjektiv 
Veil ciner Mikrolithographie-Projekuonsbeiichtungsanlage 10 
isi. Dicse bestehr wie bekannt aus einer Lichiquelie 61. ei- 
nem Bcleuchtungssystem 63. einer Maske 64 mil einem Po- 
siiionicrsystem 641. dem Objektiv 65. dem Wafer 66 und 
dessen Posiuoniersysiem 661. 

N'jitirlich sind in der Regel im Objektiv 65 mehrere Lin- 15 
sen. bei einem katadiopLrischen oder katopLrischen Objektiv 
auch Spiegel, erfindungsgemaB gefafii. Hier isi aber aus 
Grundcn der Klarhcit nur cincs gczcigt. Ebcnso kann dicsc 
I'assungtechnik natUrlich auch im Belcuchtungssystem 63 
Veruendung finden. 20 

Ein Txitsystem 67 der Projektionsbelichtungsanlage mil 
Sensoren 671, 672, 673 sreuert die Aktuaroren 653 an der 
Fassung 652. 

Abhangig von Bildparametem (Sensor 671) wie Forus- 
iagc, Wcllenfront und dergleichen, von Beleuehlungspara- 25 
nietcm (Sensor 672) wie Pulsdauer, Zahl, Beleuchtungsein- 
siellung wie Koharenzgrad. Quadrupolbeleuchtung. und/ 
oder von Parametern der Maske (Sensor 673) regelt das 
Lcitsystcni 67 durch ansteuern der Aktuatoren 653 wie auch 
ggf. der Aktuatoren anderer optischer Elemente die opumale 30 
Bildquaiiiat. wobei in der Regel im Leitsystem 67 abgelegte 
Kennfcldcr und Kalibrierparameter Verwendung finden. 

Patentanspruche 

35 

1 . Baugruppe aus optischem Element (1) und Fassung 
(5), bei der das opusche Element uber eine Mehrzahl 
von Laschen (2) mit einem steifen Zwischenring (3) 
gekoppelt isL der wiederum uber Stellglieder (4) oder 
passi ve Entkoppler (35) mit einer Fassung (5) zum An- 40 
schluB an ein Gehause (7) und/oder an weitere Fassum 
gen verbunden ist. 

2. Baugruppe nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net. daB die Laschen (22) als Federgelenke, insbeson- 
dere als Biattfedern, ausgelegt sind. 

3. Baugruppe nach Anspruch I oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnel, daJ3 die Laschen (2) sroffschlussig mit 
dem optischen Element (1) verbunden sind. 

4. Baugruppe nach Anspruch 3. dadurch gekennzeich- 
nci. da6 die Verbindung der Laschen (2) mit dem cpii- 50 
schen Element (1) gegen ultraviolette Strnhlung. inshe- 
sondcre bei Wellenlangen unrer 300 nm. resisteni ist. 

5. Baugruppe nach Anspruch 4. dadurch gekennzeich- 
nei. daB das opusche Elemen! (1) aus Glas oder Kris:all 
bcstchl. die Laschen (2) aus Metail und die Verbindung 55 
frci von organi schen Bestandteilen ist. 

6. Baugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net. daB die Verbindung geschweiBt isL insbesondere 
durch DiffusionsschweiBung oder Ultraschallschwei- 
Bung. 60 

7. Baugruppe nach Anspruch 5. dadurch gekennzeich- 
net. daB die Verbindung geloiet ist. 

3. Baugruppe nach niindcstens einem der Anspruche 1 
bis 7. dadurch gekennzeichneL daB die Laschen <22) 
mil deni Zwischenring (32) cincn cintciligcn Kcrpcr 65 
bilden. 

9. Baugruppe nach mindesiens einem der Anspruche 1 
bis 7. dadurch gekennzeichneL daB die Lasche- (2) 
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stoffschlussig an den Zwischenring (3) gekoppelt sind. 

10. Baugruppe nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kopplung der Laschen (2) mil dem 
Zwischenring (3) gegen uliravioleue Strahlung. insbe- 
sondere bei Wellenlangen unter 300 nm. resistent ist. 

11. Baugruppe nach Anspruch 10. dadurch gekenn- 
zeichneL daB die Kopplung frei von organischen Be- 
standteilen ist. 

12. Baugruppe nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichneL daB die Kopplung geschweiBt ist. insbeson- 
dere durch LaserschweiGen. 

13. Baugruppe nach mindesiens einem der Anspruche 
1 bis 12, dadurch gekennzeich.net, daB die Stellglieder 
(4) Piezoelemente eder Peluerelemente enthalten. 

14. Baugruppe nach mindesiens einem der Anspruche 
1 bis 13, dadurch gekennzeichneL daB die passiven 
Entkoppler (35, 35'*» Festkorpergelenke enthalten. 

15. Baugruppe nach mindestens cincm der Anspruche 
1 bis 14, dadurch gekennzeichneL daB das opusche 
Element (l)einen rotationssymmetrischen Rand mit ei- 
ner Symmeirieach.se (S) aufweist, 

16. Baugruppe nach Anspruch 15. dadurch gekenn- 
zeichneL daB der Zwischenring (2) zur Symmetric- 
achse (S'J rotationssymmetnsch ist. 

17. Baugruppe nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Laschen (2) symmetrisch zu die 
Syminetrieachse enthaltenden Ebenen (E) ausgebildet 
sind. 

18. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
15 bis 17, dadurch gekennzeichneL daS die Laschen 
(22) gleichmaBig uber den Umfang des optischen Ele- 
ments (1) veneilt angeordnet sind. 

19. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 18, dadurch gekennzeichneL daB das opusche 
Element (1) eine Haupt-Ebene (H) aufweist, welche 
sein Rand mit einer geschlossenen Kurve durchstoBt. 

20. Baugruppe nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichneL daB die Laschen (22) im wesentlichen senk- 
recht zur Haupt-Ebene (H) angeordnet sind. 

21. Baugruppe nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Laschen (22) im wesentlichen in der 
Haupt-Ebene (H) radial zum Rand des optischen Ele- 
ments (1) angeordnet sind. 

22. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 20, dadurch gekennzeichneL daB die Laschen (22) 
im wesentlichen tangential zum Rand (1R) des opti- 
schen Elements (1) angeordnet sind. 

23. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 22, dadurch gekennzeichneL daB die niedrigste 
Eigenrrequenz mechanischer Schwingungen groGer als 
200 Hz, vorzucsweise srofter als 300 Hz, bis zu erwa 1 
KHz ist. 

24. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 237 dadurch gekennzeichneL daB die astigmau- 
sche und die dreiwellige De formation des optischen 
Elements (1) unter 30 nm liegt. 

25. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daB die Deformatio- 
nen der AuflagefliTche des AuBenrings (5) zu uber 95% 
vom optischen Element (1) entkoppelt sind, 

26. Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichneL daB mindestens ein Teil der Stellglieder (4) 
passi v ist. 

27. Objektiv (65) enthahend zumindest eine Bau- 
gruppe nach mindcs;cns cincm der Anspruche 1 bis 26. 

28. Projektionsbeiichtungsanlage der Mi kro lithogra- 
phic enthahend zumindest eine Baugruppe nach min- 
desiens cincm der Anspruche 1 bis 26. mil mindestens 
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einem Aktuator (653), dadurch gekennzeichneu dafi 
cin Regelkreis vorhandcn ist, dcr mindestcns cinen Ak- 
tuaior (653) ansteuen. 

29. Verwendung einer Baugrunpe nach mindesiens ei- 
nem der Anspruche 1 bis 26 zum Aufbau einer Mikro- 5 
lirhographie-Projektionsbelichiungsanlage. 

30. Verwendung des passiven Stellgliedes nach An- 
spruch 26 zur Justage der Linse zu einer Referenz au- 
Berhalb des Objekiives nach Anspruch 27. 

31. Verwendung des passiven Stellgliedes nach An- 10 
spruch 26 zur Justage der Linse innerhalb des Objekti- 
ves nach Anspruch 27 wahrend der Justage derselben. 
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